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反射 線トポグラフおよび による
のミスフィット転位評価事例
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6インチSiウエハに導入されたミスフィット転位の評価事例です。エピ層と基板の格子定数に差がある場合、
格子歪を緩和するため、エピ層と基板の界面付近にミスフィット転位が導入されます。図1で見られる縦横に
伸びた白線がミスフィット転位に相当します。
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図 透過 線トポグラフ像

図 領域 の反射 線トポグラフ像

サンプリング箇所

図2の反射X線トポグラフ像で、縦と横に伸びたミスフィット転位(黒線)が
交差する箇所を断面TEM観察した結果が図3です。図3の転位1は横方
向、転位2は縦方向のミスフィット転位に相当します。また、図3では、エ
ピ層表面に貫通する転位3も確認できます。 
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X線トポグラフ 
観察方向

TEM 
観察
方向

Technical Report

お問合せはこちら

技術のお問合せ先:研究試験事業所　技術営業部　TEL0439-80-2691

https://www.nstec.nipponsteel.com/inquiry/inquiry01/input/

